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平面等厚干涉仪校准规范

1 范围

本规范适用于平面等厚干涉仪的校准,不适用于只能估读干涉条纹弯曲量的同类干

涉装置的校准。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJG28—2000 平晶检定规程

JB/T7401—1994 平面平晶

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

平面等厚干涉仪 (以下简称仪器)是采用等厚光波干涉原理,用于测量物体表面平

面度的光学计量仪器,根据仪器示值误差可分为一级和二级。按其结构分为用钠光做光

源、不带标准平面平晶和用激光做光源、带标准平面平晶的两种平面等厚干涉仪。其外

形结构与光学原理分别见图1、图2和图3、图4。

图1 不带标准平晶的外形结构图

4 计量特性

4.1 干涉条纹间距测量的重复性

重复性不超过0.020mm。
4.2 测微目镜的示值误差

在任意1mm内不超过0.005mm;在全程8mm不超过0.010mm。
4.3 物镜系统引起的条纹弯曲量

在过视场直径方向两侧1mm左右条纹弯曲量不超过0.010mm,其余部分不超过
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